Priloha ¢. 4 — Technicka specifikace verejné zakazky

Zadavatel stanovi nize popsané parametry jako povinné pro dodavané pristroje a tucastnik je
povinen piedlozit takovou nabidku, ktera vSechny tyto podminky splfiuje:

Zakladni technické parametry

Ucastnik uvede, zda nabizené
zarizeni pozadované parametry
splfiuje, tj. ANO/NE

SEM-EDS
Skenovaci elektronovy mikroskop s autoemisnim zdrojem elektron (Schottky). ANO
Tubus mikroskopu musi byt pIné automatizovan a fizen pocitacem, bez jakychkoli

. . vo . ANO
mechanickych centrovacich ovladacli nebo prvki
Urychlovaci napéti v rozsahu min. 200 eV — 30 kV. ANO

Proud svazku v rozsahu (min. 2 pA — 200 nA) s kontinudlni regulaci.

ANO (2 pA—400 nA)

Méreni absorbovaného proudu (pA meter).

ANO

Integrovana IR kamera pro pohled do komory.

ANO

Rozsah zvétSeni (min. rozsah 3 — 1000000x).

ANO (2x — 1000000x)

Zorné pole min. 7 mm pfi WD=10 mm.

ANO (>8 mm @ WD=10 mm)

Rozliseni min. 1,2 nm (pfi 30 keV pro SE detektor), rozlieni min. 1,0 nm (pfi 30 keV

pro SE detektor v elektronovém tubusu) v reZimu vysokého vakua. ANO
Rozliseni 1,8 nm pti 30 kV v rezimu nizkého vakua (SE). ANO
Vnitfni rozméry komory alespori 300 mm x 300 mm. ANO
Celkovy pocet portli na komore alespor 12. ANO (20+)
MozZnost prace v rezimu vysokého vakua 8x10-3 Pa a nizkého vakua (ESEM) 500 Pa. ANO (700 Pa)
Nepretrzitd a automatickd optimalizace el. svazku zajistujici minimalni velikost bodu. ANO

Simultanni akvizice signalu alespon ze 7 kanald.

ANO (8 kanall)

ZaloZni zdroj napajeni UPS, min. 2 kW.

ANO

Motorizované ovlddany stolek v péti osach (X,Y,Z,R,T), moZnost kontinualniho

naklapéni stolku se vzorkem v rozsahu min. od -45° do +90° a kontinualni rotaci 360°.

ANO (nakladpéni -70° to +90°)

Pojezdy stolku v rozsahu os minimalné X= 130 mm, Y= 130 mm, Z= 100 mm.

ANO (X, Y = 130 mm, Z=100 mm)

Detektory

Detektor sekundarnich elektrond SE umistény v elektronovém tubusu. ANO
Detektor SE (Everhard-Thornley) umistény v komore mikroskopu. ANO
Detektor SE pro praci v reZimu nizkého vakua. ANO
Vysuvny motorizovany detektor BSE umistény v komore mikroskopu. ANO
Vysuvny EDS detektor s plochou ¢ipu alespori 30 mm?, 129eV, plné integrovany do ANO

ovladaciho SW mikroskopu umoznujici prvkovou analyzu bodu, linie a mapy.




PCaSW

Ovladaci SW mikroskopu musi obsahovat modul, zobrazujici v realném case vsechny
detektory v komore (v€etné zafizeni tfetich stran) a umozZnovat presnou a
dynamickou simulaci pohybd uvnitf komory.

Modul musi umozZiovat zadani rozmért vzorku a zabranit kolizim se vSemi detektory
prostfednictvim aktivnich varovani a blokovanim pohybt v komote mikroskopu.

ANO (3D Collision Model)

PC pro ovladéni SEM (Intel Core i3 nebo ekvivaletni, 16 GB RAM, 500 GB SSD,
nVIDIA GT1030 nebo ekvivaletni, Windows 11, Monitor 32”’QHD nebo
ekvivalentni)

ANO

Ovladaci SW mikroskopu s moznosti nastaveni uzivatelskych ucta.

ANO (Tescan Essence)

Bezplatny update a upgrade ovladaciho SW mikroskopu alespon dvakrat rocné po
celou dobu Zivotnosti mikroskopu.

ANO

Software pro automatické spojovani jednotlivych SEM obrazkd do celkové mozaiky.

ANO (Image Snapper)

Software pro off-line Gpravu obrazkd.

ANO (Essence Flow)

Automaticka naprasovacka uhliku pro aplikace SEM

Schopnost dosahnout vakua 2x102 mbar. ANO
Pracovni komora o rozmérech 150 mm x 127 mm. ANO
Stolek vzorku @ 50 mm, rychlost otageni 8-20 ot./min. ANO
Systém pro ruseni elektromagnetického pole

Rusi stfidava pole od 2,5 Hz do 5 kHz 50x zlep3eni pole pfi 60 Hz. ANO
PIné tfiosy (X, Y, Z) systém. ANO
Rozsah az 60 mG (6,0 uT) pk-pk. ANO
Ptizplsobeni se zménam pole do 100 ps. ANO

Konkrétni technické parametry doplni dodavatel v souladu s technickymi udaji nabizeného vyrobku. Dodavatel

dale doplni:

Vyrobce a typové oznaceni SEM-EDS:
TESCAN MIRA GMU, Essence EDS

Vyrobce a typové oznaceni automatické naprasovacky uhliku pro aplikace SEM:

Q150REPIlus - Carbon Evaporator, Quorum

Vyrobce a typové oznaceni systému pro ruseni elektromagnetického pole:
SPICER SC-22 Magnetic Field Chancelation System (Frame)




